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Absorption measurement of low-loss optical materials by Michelson interferometer
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近年、様々な分野で高出力なレーザーが用いられているが、このうち、高い精度が要求されるよう

な実験では、光学素子の吸収損失によって生じる熱が、熱レンズや熱複屈折、最悪の場合には素

子の破壊などの問題を引き起こす。ハイパワーレーザー用途に通常用いられる光学素子のバルク

中において、吸収係数は数 ppm/cmから数百 ppm/cm程度であり、このような微小な光吸収の大き

さを測定するため、我々は、マイケルソン干渉計を用いた微小光学吸収測定装置を開発した [1]。

この装置では、図 1に示すようにサンプルを干渉計の片腕内に配置し、光吸収によって生じる温

度変化を、屈折率変化として干渉計の光路長変化を捉える。この装置を用いてこれまでに、重力

波検出器用サファイア鏡基材の評価 [2]や、波長変換用結晶における周期分極反転構造の吸収損失

に与える影響の評価 [3]を行ってきた。今回の講演では、低光弾性ガラス PBH56と一般的な光学

ガラス BK7との比較や、意図的に不純物をドープしたサファイアを用いた測定などから、本手法

での測定値の信頼性や精度について、報告する。
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図 1: Setup of the measurement.

本研究は文部科学省　「光・量子科学研究拠点形成に向けた基盤技術開発　最先端の光の創成

を目指したネットワーク研究拠点プログラム」　の支援によって実施した。
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